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※研究概要（Summary ）： 

フィールドエミッションアレイの開発を行い、まず

はゲートホールの形成テストを行った。電子顕微鏡を

用いて測定したところ、得られたホール径は、200nm

程度で、さらに小径化を行う必要があることがわかっ

た。 

 

 

※実験（Experimental）： 

 フィールドエミッションアレイにおけるゲートホ

ールの形成は、別のところで行い、観察のみ東北大学

の装置を利用した。具体的には、走査型（熱電子）電

子顕微鏡（日立製 S3700N）を用いて、ゲートホール

の形状を確認した。 

 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

電子ビーム描画装置で 100nm のホールをレジスト

に形成し、ウェットエッチで Cr ホールを形成したが、

出来上がり寸法は 200nm 程度に大きくなっていた。

ウェットエッチングでは、サイドエッチが大きいため、

ドライエッチングが必要と思われる。 

 

SEM で撮影した Cr ホールを図に示す 

 

 

 

 

※その他・特記事項（Others）： 

今回の加工、測定で、十分な小さなホールが加工でき

ていなことがわかったので、今後、ゲートホール径の微

細化を行っていく予定である。 

 


